B81C

B81 TECNOLOGIA DE LASMICROESTRUCTURAS[7]

B81C PROCEDIMIENTOS O APARATOS ESPECIALMENTE ADAPTADOS PARA LA FABRICACION O EL
TRATAMIENTO DE DISPOSITIVOS O SISTEMAS DE MICROESTRUCTURA (fabricacion de microcdpsulas o de
microbolas B01J 13/02; procedimientos o aparatos especialmente adaptados para la fabricacion o e tratamiento de elementos
piezoel éctricos o electroestrictivos 0 magnetoestrictivos en si HOLL 41/22) [7]

Nota

La presente subclase no cubre : [7]

— los procedimientos o los aparatos para la fabricacion o el tratamiento de dispositivos puramente el éctricos o electrénicos, que
estén cubiertos por laseccion H, p.g. por el grupo HO1L 21/00; [7]

— los procedimientos o |os aparatos que implican la manipulacion de &omos o de moléculas uno por uno, que estan cubiertos por
el grupo B82B 3/00. [7]

1/00 Fabricacion o tratamiento de dispositivoso de 3/00 Uniodn dedispositivos o de sistemas a partir de
sistemas en o sobre un substrato (B81C 3/00 tiene componentes que han recibido un tratamiento
prioridad) [7] individual [7]

99/00 Materiano prevista en otros grupos de esta
subclase [2010.01]
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